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ROK Il
Data Grupa AR-N131, MT-N131
02.02.2019 . FIZYKA (I termin)
(sobota) godz. 915 sala 6
03.02.2019 . WYTRZYMALOSC MATERIALOW (I termin)
(niedziela) godz. 912sala 6
09.02.2019 . WYTRZYMALOSC MATERIALOW (Il termin)
(sobota) godz. 95sala 6
10.02.2019 r. FIZYKA (Il termin)
(niedziela) godz. 985 sala 6
ROK Il
Grupa 730
Data
ELEKTRONIKA | TECHNIKA MIKROPROCESOROWA (I termin)
02.02.2019 . godz. 933 sala 519
(sobota) MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (I termin)
godz. 1215sala 519
METROLOGIA TECHNICZNA (I termin)
03.02.2019r. godz. 915 sala 519
(niedziela) PODSTAWY AUTOMATYKI - | (I termin)
godz. 1215 sala 519
PODSTAWY AUTOMATYKI - | (Il termin)
09.02.2019r. godz. 922 sala 519
(sobota) METROLOGIA TECHNICZNA (II termin)
godz. 1215 sala 519
MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (Il termin)
10.02.2019r. godz. 935 sala 519
(niedziela) ELEKTRONIKA | TECHNIKA MIKROPROCESOROWA (Il termin)
godz. 1215 sala 519
ROK IV
Data Grupa 40 44
02.02.2019 r. AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI — |
(I termin) (I termin)
(sobota) godz. 915 sala 16 godz. 912 sala 140
03.02.2019 r. STEROWANIE PROCESAMI DYSKRETNYMI PODSTAWY FOTONIKI -1
{niedziela] (I termin) (I termin)
godz. 915 sala 16 godz. 915 sala 140
09.02.2019 r. STEROWANIE PROCESAMI DYSKRETNYMI PODSTAWY FOTONIKI - |
(Il termin) (Il termin)
(sobota) godz. 1215 sala 16 godz. 912 sala 140
10.02.2019 r. AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI — |
(niedzlela) (Il termin) (Il termin)

godz. 912 sala 16

godz. 912 sala 140




